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Contents)

しゅう動する二面の固体の間に分子が存在するとき、トライボケミカル反応と言わ
れる特異的な現象が生じる。複数の分子が存在するときに、反応系がどのように変
化するかは、耐摩耗性や低摩擦特性を有する機械を設計する上で重要である。本課
題は数十nm程度に成長したトライボ被膜をTEM分析し、複数分子系がもたらす影
響を観察する。

実験
Experimental

表面に形成されたトライボ被膜を集束イオンビーム加工装置を用いて断面試料を作
製した。そして、そのトライボ被膜断面に対して、TEM/EDXおよびSTEM/EELS分
析を実施した。

結果と考察
Results and Discussion

単独分子存在系の場合には、元素が比較的均質に分布していた。一方で、複合系の
場合には、特定の元素が固体表面界面およびトライボ被膜最表面に集中して分布し
ていた。そのため、二つの分子の表面吸着特性の違いにより、トライボ被膜形成初
期の反応系が異なることが示された。
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